WYDZIAt MECHATRONIKI

Sem. VI rok akad. 2017/2018

ROZKLAD ZAJEC dla INZYNIERSKICH STUDIOW ZAOCZNYCH

ZJAZD |
24 - 25 lutego 2018 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) | 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) | 234 (MT-N161)
8.9
Jezyk obcy
OPTOMECHATRONIKA
15 _ éw. 5. 140, 206, 244, GG-426A (1/8
915.10 wyktad. s.422 (3/25) cw-s ods. 7% - 108 (1/8)
10%-11
11%-12 OPTOMECHATRONIKA
. ROBOTYKA wyktad. s. 422 (5/25)
12=>-13 wyktad 5. 422 (3/25)
13%-14 |
ZARZADZANIE JAKOSCIA
14 -15 STEROWANIE PROCESOW NAPEDY MECHATRONICZNE wyktad s. 422 (3/15)
15" -16 CIAGLYCH wyktad s. 603 (3/12)
165-17 wyktad s. 422 (3/22)
ZJAZD I
03 - 04 marca 2018 .
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) | z34(MT-N161) 730 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
8.9
Jezyk obcy
ROBOTYKA
15 _ éw. s. 140, 206, 244, GG-426A  (2/8
97~°-10 wykfad s.422 (6/25) ST e 7 108 (2/8)
10%-11
11%5-12 OPTOMECHATRONIKA
. OPTOMECHATRONIKA wyktad. s.422 (10/25)
127>-13 wykfad. s.422 (8/25)
13%-14
= ZARZADZANIE JAKOSCIA
147-15 STEROWANIE PROCESOW NAPEDY MECHATRONICZNE wykfad s.422  (6/15)
15-16 CIAGEYCH wyktad s. 603 (6/12)
wyktad s. 422 (6/22)
16 1°-17
ZJAZD 1l
10 - 11 marca 2018 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) | z34(MT-N161) 730 (AR-N161) | 234(MT-N161)
815-9
" ZARZADZANIE JAKOSCIA ROBOTYKA
9~-10 wyktad s. 422 (9/15) wyktad s.422 (12/25)
10 -11
11%-12
" ROBOTYKA ZARZADZANIE JAKOSCIA
127> -13 wyktad s. 422 (9/25) wyklad s. 422 (12/15)
13%-14
1475-15
" NAPEDY MECHATRONICZNE OPTOMECHATRONIKA
157>-16 wyktad s. 603 (9/12) wyktad. s. 422 (13/25)
16 1°-17
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ZJAZD IV
17 - 18 marca 2018 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) | 734 (MT-N161) 730 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
15
8-9 ’ HES Jezyk obcy
915_10 cw.s. 422 (2/20) éw. s. 140, 206, 244, GG-426A  (3/8)
godz. 73 - 1020
10%°-11
s ZARZADZANIE JAKOSCIA
11~-12 wyktad s. 422 (15/15) koniec Elektronika i technika .
1215 .13 mikroprocesorowa Napedy mechatroniczne
1 lab.s. (3/28) lab.s. 603 (3/12)
14515 STEROWC’LI\A“(';EL:;? CESOW NAPEDY MECHATRONICZNE
wykfad's. 422 (9/22) wyktad s. 603 (12/12) koniec Sterowanie proceséw ciaglych Elel.(tronlka i technika
151 .16 cwicz. 5,422 (3/12) mikroprocesorowa
T lab.s. (3/28)
16-17
ZJAZD V
24 - 25 marca 2018 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) | 734 (MT-N161) 730 (AR-N161) | 234 (MT-N161)
815-9 ROBOTYKA
" ROBOTYKA wyktad s.422 (17/25)
9~-10 wykfad s.422 (15/25) ]
10 -11 STEROV\Q?:&i:EE CESOW Napedy mechatroniczne
1115-12 STEROV\é?A\Iéi :(I:!SCESOW Napedy mechatroniczne wyklad's. 422 (13/22) proj.s. 603 (4/10)
1215-13 wyktad s. 422 (11/22) proj. . 603 (2/10) OPTOMECHATRONIKA
131514 wyktad. s.422 (18/25)
- OPTOMECHATRONIKA
147-15 wyktad. s. 422 (16/25) ~ HES
151 -16 éw.s. 422 (4/20)
ZJAZD VI
07 - 08 kwietnia 2018 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) | 734 (MT-N161) 730 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
15
8+--9 OPTOMECHATRONIKA Jezyk obcy
915_10 wyktad. s.422 (20/25) ¢w. s. 140, 206, 244, GG-426A  (4/8)
s godz. 73 - 1020
10~-11 Elektronika i technika Podstawy automatyki - I _
11%-12 mikroprocesorowa lab.s. (3/25) STEROWANIE PROCESOW Napedy mechatroniczne
lab.s. (6/28) > CIAGLYCH proj. s. 603 (6/10)
12%5-13 wyktad's. 422 (15/22) o
1315 -14 - .
15 Podstawy automatyki - Il EIeIfI:romka i technika Sterowanie procesow ciggtych Napedy mechatroniczne
147>-15 lab.s. (3/25) mikroprocesorowa éwicz. s. 422 (6/12) lab.'s. 603 (6/12)
lab.s. (6/28)
1515-16
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ZJAZD VIl
14 - 15 kwietnia 2018 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) | 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) | 234 (MT-N161)

815-9

9 15 _ 10 OPTOMECHATRONIKA ROBOTYKA

wyktad. s. 422 (23/25) wyktad s. 422 (23/25)

10 -11

15
117-12 Elektronika i technika . HES
1215 .13 mikroprocesorowa Podstawy automatyki - Il éw. s. 422 (6/20)

lab.s. (9/28) lab. 5. (6/25)
13%-14 Zarzadzanie jakoscia Optomechatronika
lab. s. (2/10) lab. s. (2/12)
14%-15 . Elektronika i technika

15 Podstawy automatyki - Il ik . .
15+-16 lab.s. (6/25) mikroprocesorowa Optomechatronika Zarzadzanie jakoscia
161517 lab.s. (9/28) lab. s. (2/12) lab. s. (2/10)

ZJAZD VIl
21 - 22 kwietnia 2018 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161) Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161)
15
87°-9 . HES Jezyk obcy
915.10 ¢w.s. 422 (8/20) éw. s. 140, 206, 244, GG-426A  (5/8)

5 godz. 72 - 1020
10™-11 Elektronika i technika Podstawy automatyki - I —

i - STEROWANIE PROCESOW .
1115-12 mlgkt:osroc(elszo/rzo;)va lab.s. (9/25) CIAGLYCH Naped.y mechatroniczne
1215-13 wyklad s. 422 (17/22) proj. 5. 603 (8/10)
135-14 o .

15 Podstawy automatyki - Il EI:\Ii(I::omrka ! te(r:h‘r:vlka Sterowanie procesow ciagtych Napedy mechatroniczne
14>-15 lab.s. (9/25) Opfocesorows ¢wicz.s. 422 (9/12) lab.s. 603 (9/12)
1515 16 lab.s. (12/28)

ZJAZD IX
28 - 29 kwietnia 2018 r.

Godziny SOBOTA NIEDZIELA

230 (AR-N161) ‘ 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) | 234 (MT-N161)
8.9 ROBOTYKA HES
915_10 wyktad s. 422 (25/25) koniec ¢w.s. 422 (10/20)
10%-11 Elektronika i technika . OPTOMECHATRONIKA
1135 -12 mikroprocesorowa Podstawy automatyki - Il wyktad. s. 422 (25/25) koniec

lab.s. (15/28) lab.s. (12/25)

12%5-13 Zarzadzanie jakoscia Optomechatronika

15 lab. s. (4/10) lab. s. (4/12)
137~-14 Podstawy automatyki - I Elektronika i technika
141-15 lab.s. (12/25) mikroprocesorowa Optomechatronika Zarzadzanie jakoscig
1515 16 lab.s. (15/28) lab. s. (4/12) lab. s. (4/10)
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ZJAZD X
12 - 13 maja 2018 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) ‘ 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) | 234 (MT-N161)
15
8°-9 ) HES Jezyk obcy
915_10 tw. s. 422 (12/20) éw. s. 140, 206, 244, GG-426A  (6/8)

5 godz. 73 - 1020
107 -11 Elektronika i technika .

5 ikroprocesorowa Podstawy automatyki - Il L ]
11°-12 mikrop lab.s. (15/25) Zarzadzanie jakoscia Optomechatronika
12513 lab.s.  (18/28) lab. s. (6/10) lab. s. (6/12)
13%%-14 ) Elektronika i technika Optomechatronika Zarzadzanie jakoscia
1415-15 POdsr:;vZ aut(<1>r5n/;t5y)k|-ll mikroprocesorowa lab. s. (6/12) lab. s. (6/10)

o lab.s. (18/28)
155 -16 HES
1615-17 ¢w.s. 422 (14/20)

ZJAZD XI
19 maja 2018 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) | 234 (MT-N161)
815-9 STEROWANIE PROCESOW Napedy mechatroniczne

CIAGLYCH j.s.603 (10/10) koniec
915.10 wyktad s. 422 (19/22) proj. s.
10 -11

1s Sterowanie procesow ciggtych Napedy mechatroniczne
11~-12 éwicz. 5. 422 (12/12) koniec | lab.s. 603 (12/12) koniec
1215-13

15
137-14 Zarzadzanie jakosciag Optomechatronika
141515 lab. s. (8/10) lab. s. (8/12)

1515-16 Optomechatronika Zarzadzanie jakoscia
1615-17 lab. s. (8/12) lab. s. (8/10)
ZJAZD Xl
26 - 27 maja 2018 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) | 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) | 234 (MT-N161)

15
8+-9 ) HES Jezyk obcy
915.10 ¢w. s. 422 (16/20) ¢w. 5. 140, 206, 244, GG-426A  (7/8)

godz. 73 - 1020
10 -11
. Elektronika i technika
1115-12 Podstawy automatyki - Il mikrobrocesorowa 3
lab.s. (18/25) p Zarzadzanie jakoscig Optomechatronika

15 lab.s.  (21/28) lab. s. (10/10) koniec lab. s. (10/12)
12-13
13%-14 Elektronika i technika Optomechatronika Zarzadzanie jakoscig
141515 mikroprocesorowa Podstawy automatyki- I lab. s. (10/12) lab. s. (10/10) koniec
16-17
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ZJAZD Xl
02 - 03 czerwca 2018 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) | 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) 234 (MT-N161)
15
8°-9 ) HES STEROWANIE PROCESOW
915_10 ¢w.s. 422 (18/20) CIAGLYCH
105 -11 wyktad s. 422 (22/22) koniec
- Elektronika i technika )
11%-12 mikroprocesorowa Podstawy automatyki - I
lab.s. (24/28) lab. 5. (22/25)
12%5-13
15
13~-14 Elektronika i technika
1415 -15 Podstawy automatyki - Il mikroprocesorowa
1515 16 lab.s. (22/25) lab.s.  (24/28)
16 5-17
ZJAZD XIV
09 - 10 czerwca 2018 r.
GOdZiI’Iy SOBOTA NIEDZIELA
Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161) Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161)
81-9 HES Jezyk obcy
915.10 ¢w. s. 422 (20/20) koniec éw. s. 140, 206, 244, GG-426A  (8/8)
105 -11 godz. 73 - 1020
11%5-12 Eﬁ';;:i:i_';il:z:::’i:a Podstawy automatyki - II
i Opt: hatronik P -
lab.s. (27/28) lab.s.  (25/25) koniec Iab.ps(.m:;/izgc:(r:n?ec Elel.(tronlka i technika
1215-13 mikroprocesorowa
lab.s. (28/28) koniec
Elektronika i technika
1315-14 - . mikroprocesorowa Obpt hatronik
Podstawy automatyki - 11 Elelftronlka i technika lab.s. (28/28) koniec Iabpson;(leg/izglr:n?ec
lab. s, (25/25) koniec mikroprocesorowa - S
1415-15 - lab.s. (27/28)
16-17

| —termin:
Il —termin:

SESJA LETNIA:

16-17 czerwca 2018 r.
23-24 czerwca 2018 r.

16 czerwca 2018 r. egzamin uczelniany z jezykédw obcych na poziomie B2

| - termin:
Il - termin:

SESJA JESIENNA:

08-09 wrzes$nia 2018 r.
15-16 wrzes$nia 2018 r.
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